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nsb npeamera
Jla ce cTyieHTH yo3Hajy ca OCHOBHUM IPOIeCUMa TTa3Ma TEXHOJIOTHja, ¢ 003UPOM Ha BEOMa IIUPOKY H
Pa3sHOJHKY NPUUMEHY.

Hcexon mpeamera
Hakon oacnymianor u Hay4eHOT cajip)aja mpeMeTa CTyeHT Tpeba Ja uMa pa3BUjeHE:

- Omnmrte criocoOHocTr: CTyAHTH CTHUY OIIIITA Ca3Halka O MPUMEHH ILIa3Me.

- Cnenmduune cnocodbnoctr: [lojenuHe TexHonoruje 6uhe nerapHuje paspahene na he To 3Hame KacHUje
6utu Moryhe MprUMEHHUTH U YIIPAKCH.

Capgpxkaj npeamera
Teopujcka nacmasa

OcHOBHU TeopHje jOHN30BaHUX racoBa. PaBHOTEKHE T1a3mMe. HepaBHOTE)XKHE (HHCKOTEMITEpaTypCKe) Iia3Me.
Monenn RF u DC npaxmema. UHTepakiuje mnazMe ca nopiuHama. [IpousBolheme u Mepeme Bakyyma U
HUCKUX TpuTucaka. [Ipakmema Ha BHCOKMM W atMocepckuM mputucuuma. [lnasma xemujcke NpuMeHe
HEpaBHOTEXHe Ia3Mme. Jlemo3uumja TaHkMX ciojeBa. JoHcka wuMIulaHTanuja. Ilmasma pacnpiinBame
CTaJbUBAE U Harpu3ame. TeXHOIOTHje MPOU3BO/IHh¢ HHTETPUCAHNX KoJla. HepaBHOTEXHA TU1a3Ma y M3BOpUMa
CBETJIOCTH U CHOINOBM YecTHlla. TumaBa mpaxmema. VHAYKTUBHO CHpEerHyTa npaxmema. M3Bopu cHomoBa
yectuna. l'acHum nacepu. Ilmasma exkpanu. Ocrane mnpumeHe minazMu. Tperman Tekctuia. Ilnazma
nonumepuszanuja. [lnasma crepunuszanuja v TpeTMaH kuBe Marepuje. Ilmazme y TenexkoMmyHHMKanujama u
remeparopuma Mukportanaca. Kopone. Ilmasma jonmsaropu. Ilmazma y TewnHoctmmMa u oaroBapajyhe
texHonoruje. OTBpAWmaBame MOBpIIMHA pe3Hor anata. Ilmasma y enepretuuu. ®ysmja. Marsero-
XHIpOAUHAMUYKH-TeHepaTtopu. [lmasma mpekumaun. [Ipumene paBHOTEXHHX IUIa3Mu. JlydHa mpaxmbema.
Wmnysncuu nykoBu. Jlyune nammne. I11a3MoTpoHHN Kao mia3MaxeMHUjCKU peakTopH. JlenoHOBame YIJbeHUYHUX
ciojesa. [IpousBoama QynepeHa u HAaHOTyOa.
Ilpakmuyuna nacmasa

WHTepaknuja mia3Me ca moBpiirHaMa Ha atMochepckom nmputucky. [Ipumep MX]I reneparopa. Ymorpeba
1a3Ma npekujaya. [Ipumep npoussosame dyniepeHa.
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Bpoj yacoBa aKTHBHE HACTAaBEe | mpeiaBamba: 4 | Cryamjckn ncrpaxkusauky pax: 6

Metoae uzBohema HacTaBe
Teopujcka HacTaBa
IIpakTuHa HacTaBa
CemuHapu

Onena 3nama (MakcumasaHu 0poj moena 100)
Cemunap 30 moena
Ycmenu ucnut 70 noena

Hauun npoBepe 3Hamba MOy OUTH pa3nuuuTH | (MHCMEHH MCIIUTH, YCMEHH HCIIT, IPE3CHTALMja IPOjeKTa, CEMUHAPH UTL......

*MakcuMmalHa aykHa 1 ctpanuna A4 gopmara




